100 EPTAXTHPIO
Xrovgeio Xmpoleoiog (Layout) CMOS

Elwcaywyn

Oa Eexwvnoovpe oyedalovtag g ympobesio pepovopévov datdéemv Oo oyedldlcovpe To ddpopa
enineda ™G ddtang (tov tpaviictop). Ta OK katackevalovtor and moAdd tpaviictopg (MOS), omdte N
dwdwacio Tov Ba dovpe €d® yio to €va, amAd Oa mpémel vo emavainedet Yoo 6o o MOS gvog ToAVTAOKOL
KukAopatog. Eotdlovpe ot CMOS teyvoroyio mov €ivor ovTh TOL YPNGUYLOTOOVIE GNUEPO Yol TNV
KOTOOKELT] TV TTO GUYYPOVAOV KUKAOUATOV ETEEEPYACTMOV.

To nMOS xoatackevdletar amd pee TOAN polysilicon, ToroBetnuévn ndve amd Eva Aentd otpopa SiO;
Kol TAve ard TV evepyd meployn n-active (Tig meployéc twv mpoospiewv). H evepydc meproyn eivan eket wov Ha
guQLTETOVV dTopa yuo va dnpovpyncovpe to tpaviiotop. H emkdivyn avdueco otnv mOAN Kot 6T0 GTpOU
™G evepyoL meployng kaBopilet to péyebog g drdtalng (to uniKog kavailod kat to tAdtog tov MOS).

Active diffusion

Eiwxova 1. Eva nMOS oyeoialeton ue éva mopoiinloypouuo polysilicon (kokkivo) movew omo évo
wapailnioypouuo n-active (mpaoivo). To loyiouuxo TG Oyeoloons Exel KOTOAANAOVS KOVOVES, WGTE Vo,
ovoyvapilel 0Tl kaTw amo to polysilicon vrapyer orpauo povotikod SiO; kabwgs kar ot n evepyog mepioyn Ba
o1oxormTeTol amo v Awpida tov polysilicon. To unkog kavoiiod too nMOS ce avty v wepintwan €ivol (6o e )
Hikpn oraotoon tov polysilicon, eva to TAGTOS TOV 100 We TH UIKPY 01GTTO0H TOV n-active.

Ixedilaon pakplwv MOS

Ag vmoBécovpe 011 010 KOKAOUA TG Ewévag 2, to M; kot to My éxovv mpodwaypapéc: W=200um,
L=I1pum kot to M3: W=60um, L=1pm. H topn yw éva pokpd MOS oaivetar oty Ewéva 3, (dev sivar BEPora
o€ KAlpaka). I'evikd, poaxpid ko Aemtd MOS &yovv mpofAnpato.



Eirxova 2.

Ww=260
Eirova 3.

[Teproyn polysilicon pe peydio pnkog Ba gpeavilel peyddn mopacitikny ovtiotaor. Evag tpoémog va
EAOTTMOOVUE TNV TOPACITIKY OVTIOTOON €lvol vor OpEGOVHIE TO UEYOAO PNMKOG O TOAAA pukpoOTepa. [
TOPASEIYIO UTOPOVUE Vo evGOLUE TTapdAinia 4 wkpotepa MOS pe mAdtog S0um to kabéva Bo Exovue
0VLGLHOTIKA TO 1010 TAGTOG : 4 X 50 = 200um (Ewova 4). Mmopovpe va Bempovpe 1o 4 MOS og 1co0d0vapa pe
éva povadikd peydro MOS, epdcov ovvdeBobv katdAinia. Kabe dipodéktng kabevog MOS Oa mpénet va
ovvoebel otov avtiotolyo akpodéktn kabevog and ta dAla MOS. Me tov 1pomo avtd Exovue pukpdtepa MOS
TOV 10100 GLVOAIKOV TAATOVG TUANG OAAG pe pukpdTepn mopacttikny avtiotaon. Kdébe woin sivor to Y tov
mAdTovg tov peydiov MOS, dpa Ba €xel avtioctaon 1o Y4 g avtictaong moAng tov peydhov MOS. Erewdn
pndAioto n obvdeon Ba yiver mapdAinia, Bo TPoKVYEL TEMKA GUVOAIKY avtiotaon ion pe to Y4 g apykng
avtiotaong apo TeAKa ovtiotaon ion pe 1o 1/16 g avtictaong g eviaiog TOANG He TO PEYAAO TAATOC.
Epocov elottdbnke n mapacttikn avtictaon, oviroya Bo elattdbnke n otabepd ypdévov RC ondte to MOS
Ba Aertovpyel amotelespaTIKOTEPO.

Eirxova 4.



Agv vapyel 0plo 6e QLT NG TEXVIKN. Avaroya pe to péyebog g ddragng kot dALovg Tapdyovteg
umopovpue va yopiCovpe o MOS cg 6Aoéva LUKpPOTEPA TUNHATO. ZVUTEPUCUATIKA, £YOVUE Ywpioel Eva MOS
pe peyddo mhatog og 4 PIKPOTEPU YMPIC VO EMNPEAGOLLE TO EVEPYO TAATOG TOANG. 26TOGO YAVTMOGOUE Omd Eva
HeyaAo mocd mapacitikig avtiotaons. H apyikn mopactitikn yopntikotmrta eEakolovbel va mapapével yoti n
emkdAoyn (overlap) g mOAng 8¢ pmopet vo aALGEeL.

Ixedlaon pe Suapoipacn Tyne - anaywyov

2mv Ewéva 5, &xovpe Eavd to apyuwd pokpd nMOS to omoio €govpe popdost oe 4 koppdta. To A
kol T0 B pmopet va elvar n myn N o anaywyog avtictoyya. To C Ba givar n wOAN. Ot dapopetikoi kopPoi
TPEMEL VO €lval 6€ €AAYIOTN HETOEL Toug amdotact. H ympobBémmon Oa mpémer va eivar 0G0 TLKVY MO
EMTPEMOVV Ol GYEOOTIKOL Kavoveg yuuti €161 umopovue va Paiovpe mepiocotepa TpoviicTopS GTO TOIT.
[Ipénel va cvvdécovpe Oha oo A petald tovg, 0da ta B petald todg kot dha o C peta&d Tove. Lty ewkdva
BAémovpe Evav tpomo dtacvvoeons. O Tnyég £xovv cuvdedel Thvw, o1 amay®yol KAT® Kol 01 TOAES £TioNG KATM
(Ewova 6).

¥ ¥ B @ B K ® B

Ewxova 5.

Eirxova 6.

Eneidn oe éva MOS 1 Inyn kot o anoymyog eivor kOppot mov propodv va avtairoyBodv, propovue vo
avtikoatontpicovpe 10 oxédo pe o 4 MOS (Ewdva 6) dote va amoktioel ) ooun A-B-B-A-A-B-B-A.
Anhadn to 20 kot 10 40 tpaviicTop £XoVV GYEONCTEL KATOTTPIKA G TPOS TNV TOAN. Mg tov Tpdmo avtd n
ovvoeo™ PeTasy TV tpaviiotop yiveton evkoddtepn (Ewova 7).

=
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Eiwova 7.

Mmnopovpe Tdpa vo. GUUTTIEOVLE TIC KOWES TEPLOYEG A katl B étol dote 1) uvdvacuévn mteployn va gival
TOLTOYPOVO TTNYT Yo TO Eva TpaviioTop Kot amaymydg yia To dALo. 'Etol ealeipovpe v kev Teployn UETOED
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TV TapdAAniwv tpoviictops aAld cuvovalovpe kot tunpate tovg (Ewkdvae 8). Xvunepacpa: H dapoipaon
MYNS — anay®yoy umopel va yiver petald dvo d1ata&emv mov givor dimha Kot £Y0VV KOO aKpOSEKTY).

Eixova 8.
E@appoy
‘ ‘ V+
° | |
]
A B

Eixova 9.
Eiwcova 10.

Oa YPNOUOTOMGOVHE TP Oyl EYOLUE PAOEL PEXPL OTIYUNS YO VO GYESIACOVUE TN Y®pobecio Tov
KukAopotog ¢ Ewkoveg 9. 1o kdoKAopa avtd, to TepUATIKO AKpo TOv Umopel va polpaotel etvarl avtd g

V+. Ta A kot B mpénet va etvan Egywpiotd yati de cuvoéovtat. H dwadwacio paiveror omnv Ewkova 10, pe 6ia
T0, EVOAUESH GTAdLOL.
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Texvikn oOvdeonc Slatdiewv pe eméktaon polysilicon

H dwoovvdeon moing elval eAa@pdS SOPOPETIKY amd oVTH HETAED AmOy®YDOV Kol TNYOV. L& UEPIKEG
TEPIMTMOGELS TO TOAVGIMKOV UTopel vo xpnoomoindel og pécm ovvdeong oniadn oe porho petdriov. Emedn
to polysilicon givat ay®yipo pmopodpe vo emEKTEIVOLHE TO OAKTLAL TG TOANG £E® amd TN OdTaén Kol vo Ta.
ovvdésovpe petalh Toug.

H ypnon tov polysilicon yi ocbvoeon eivar wkovi) povo yuoo pukpésg amootdcels. Emeldn elvar mwoiv
HeyoADTEPNG OvTioTaoNg omd To UETOAAO, PETA OO OYETIKA HKPO PUNKOG, M OovTioTaoT ivot peydin. Av to
KOAMO10 TOV BELOVLE VO OMLLOVPYGOVLE LETAPEPEL PEVLLOL KO EXEL LEYAAT] OVTIOTAOT) TOTE VILAPYEL O KIVOLVOC
va Tayel va Agttovpyel 1o kOKAop. o 10 A0yo avtd TpEmel vo ¥pNGILOTOIOVUE Le CUVEST] TO TOAVGIALKOV.
Anhaon mpénet va TposopUOLOVLE TPOGEKTIK(, OMTOCTAGELS, PEVLLO KO OVTIGTOON.

Y10 mapaderypud pog €xovpe mpochBicel AMyo HETAALO OTIC EMOPES TOUANG DOTE EMTAELOV GUVOEST VO,
umopetl va yivel amd ekel kol mépa pe pétarro. Apa to apyikd 200x1 tpaviictop €xel mAéov ™ HOPOY| TNG
Ewovag 11 oAhd avtd £yl mOpacITIKny OVIIGTOOT TOAD HIKPOTEPT Kol AETOLPYEL TOAD TOYLTEPO, EVO
Swyepiletan pe KaADTEPO TPOTO TNV TOAVTIUN EMPAVELQL.

onfact-métal

Ewcova 11.

Ixedilaomn pe «TpaAPNypa» Tov HETAAAOV aKPLBWGS TTAV® AT TIG Stataielg

Av 0éhovpe va kepdicovpe akOUA TEPIGGOTEPO GE YDPO, UWTOPOVUE VO, OTOAANYOVUE OO UEPIKES
EMOPES KL VO KAVOLLLE TIG GLVOECELS Aueca move amd Tig owatdéelg pog (Ewkova 12). Me tov 1poémo avtod ta.
SAPOPOL KOUUATLO LETAAAOL £PYOVTOL TAV® G1TG SLOTAEEG.

[Ipémel ®oTOC0 VO EILAGTE TPOCEKTIKOL VO NV SIOEOVLE TEPIGGATEPES EMAPES O’ OGES efvo avaykaieg
Y10 TNV KOV LETOPOPA TOV PEVUATOS HEGH OVTAOV.

Ta oxéda otig Ewkoveg 11 kan 12 givon 1c0d0vapa. Ta A cuvodovion kot moAt pe pétaAro mov potdlet
ue M eved ta B cuvdéovtan pe pétarro og oynua U. Ta C evovoviot pe pia Awpida poly koatd pnkog g Pdong
ToV GYedioL.

Ewxova 12.



Ixedlaon TwV TUVAWV SLHKPLTA KAl LE CUVSEGEL LETAAAOV

1o mapdderypa pog topa otnve Ewkova 13, n povn dapopd oe oyéon pe mpv fvar 6t ta ddkTuAa TG
TOANG €xovv ovvoedel pe petaAAik) Awpida. Avt 1 néBodog eivar n mo ac@aAng. XpNGIULOTOolEL TO EAAYLOTO
1oc06 polysilicon kot pmopel pe acedietn va cvuvoebel o Kot dopEGOL TG TOANG TOV JATAEEDV YOPIg Vo
OVIIGLYOVLE Y10 TO 100G TOL GNpaTog ToL Ba peTadobE.

Eiwcova 13.

Ixedlaon Ie TETPAYWVIOHEVA KUKAW LT

Q¢ yeviKdg oyxedlaoTikdg Kavovag eival To OTL TPEMEL VO VAOTOOVUE HEYAAN GYEdD amd UIKPEL Ko
gvkolo katavontd umhoks. O otodyog gival va Kavovpe  ywpobétnon pog mokvy. [pénetl va Exovpe otdyo va
KAVOLLE TIG OATAEELS TTOL GYEAALOVLE 0G0 TO dLVATO Mo TETpayOVIcUEVES. [Ipémetl va £yovpe kaTd vou OtL éval
TETPAYOVIGUEVO Y0poBeTnévo KOKA®UO HUTopel o EDKOAN VAL TPOGOUPUOCTEL GE EVaL LEYOAVTEPO KOKAMUOL LE
ekoaToppvpla GAla tetpayovicpéva kokiopata. (Ewéva 15), tapd éva pe axoavovioro oynuo (Ewéva 14).

Qo1000, B0 TPOKLYOVV TTEPMTAOGELS OV Oo TPEMEL VO GYEOIACOVUE KATOO OKAVOVIGTO CYNUO. X€
tétoln mepintwon Bo mpémel va e€etdoovpe To GAAD KUKAMUOTO OV OAANAETIOPOVV UE TO KOUUATL TNG
Y®pobesiog mov Exel TN TNV amaitnon, Kot oV ELACTE TVYXEPOL LITOPOVLE VAL TPOETOUAGOVIE TNV TOTOOET oM
TOV OAOV KUKAOUATOV PE TETOL0 TPOTO TOV VO, KATAAANEOVUE GE £V GLVOMKO TETPAYOVICUEVNS wpoBesiog

KOKA®LLOL.

Eixova 14. Adoroin doun yio. ueyoin mokvoTnto. cyediaog.

Eiwxova 15. Tetpaywviousvn doun, KaTtGAANAN Y10 UEYGLN TUKVOTHTO, GYEOLOONSG.



Fpappika Awaypappata KukAopdtwv (Stock Diagrams)

[Mog myaivoupe amd &va SLAyPApIE KUKADUATOS GTNV MO EMOPKN OYESIOGT Ol0poipaons TOANG —
anaywyob; ‘Eva xpnoo epyaielo mpog avt| v katevbuvvon gival 1o ypappukod diaypappa. [pdkerron yo puo
A ovOTaPAcTOoT TOV OTAemv Kol TV dacvvoécemv. Eilval éva didypappo eVOLAUESO OVALESO GTO
OYNUOTIKO KOl 6TV TeEMKN Yopobémon. Me v oAokAnpwon tov, pag divel v Béom tov datdéemv Kot Tov
HETOAED TOVG S10GVVOEGEMVY. AVTO TOV EXOVLE VAL KAVOVLE GT] GUVEXELN EIVOL VO VDAOTIOUGOVLE TNV TPOLYLOTIKN
Y®pobecia Kot TIG KAAWIUDGELS.

v teyvoroyioo CMOS, tomikd ytilovpe OAeg TIC SOTAEEI TOTOV P GE W0, KOV TTEPLOYN — TNYAOL
tomov n. KdéBe d1dtaln Oa mpénet va xtiotel 610 n-mnyddt ta onoio. cuvnBmg eivar OAo cuvdedepéva oto 1610
onpeio. OmoTE ExEL VOO Vo XTIGOVUE OAES TIC OATAEEIS GE Eva KOWVO TNy AdL.

H teyvikn kowvod n mnyadtoh ELOTTOVEL THV EMPAVELD KUKADUATOG 0OV GLVINOMG 01 KOVOVES Y T1)
yerrovia TEPLOYOV N TNYAd0D amottovv cuVNOME HEYAAES amooTAcES. ANAadn £Tol ol Kavoveg oyediaong
opifovtar pe faon tig anootdoelg tpaviiotop — tpaviicTop.

Avrtiotoya, ot 01Ta&el TVTOV n ¥Tilovion og KON MEPLOYN, €€ € MNYAOL TOTOV P €lTE MAV® OE P
VROGTPOLOL.

Emneon ypnowomolovpe kowvég meployéc, OAeC ot p OTAEelg eivon yevikd KOvtd HETOED TOLG Ko
avtioTol o Ol TEPLOYES TOTOL N glval avtioTord KOVTE PETA) TOVG. XUVETMG, UTOPOVUE v oxedIdGovUE P
S OoELS G OPLOVTIES YPUUUES KOTA UNKOG TNG KOPLENG TOL OlyPAUUATOS KOl Ol N SloyVoES ¢ TAAL
optlovteg YPOUUEG KOTO HUNKOG NG PAONG TOLG OYPOUUOTOS. X€  YPOLUIKO OUIYPOUUO  YPOLUU®OV
avamoplotoVpe To polysilicon, Tig dayOOELS KOl TOL KAADOLO MG OmAES YPOUUES 0TO YapTi. T onueia OmTov ot
ypappés tov polysilicon kot Tov daydoewv téuvovtal, £xovpe éva MOS tpaviictop.

®o oyedldoovpe oe YPOUUKO Oldypoupo tov KOokAmpa g Ewévag 15. Eexwvape oyeordlovrtog
TAPOAANAEG YPOUUES YO TIG TEPLOYES TUTOL P Kol TVTOL n, 6mwg otV Ewkdva 16. Or moieg tov polysilicon
oxedalovtol o¢ KAOETEC YPOUUES TOL SOGTAVPDOVOLY TIG dlYVoELS, Omov vrdpyetl Tpaviictop (Ewova 17).
Téhog, N KoAwdiwon avomapicTatol amd YPUUUES TOL GUVIEOVV T S1APOPa TEPUATIKAE GKPO TV JATAEEDY
(Ewova 18).

_— ] N

-
-
-

Eirxova 15.

Ewxova 16.

Ta onuelo emapav avamapiotavior cvvnBmg pe éva pukpd (x) ekel mov eivon 1 ema@r). XN CLVEXEW
epappolovpe t dwpoipacn Tnyng — anaywyod. Amd T0 GYNUATIKO TOL KUKADOUATOS PAETOVLE OTL TO TPATO P
tpaviiotop €yl evav akpodEKTN He ovopa A kat évav pe dvopo V+. Ztn cuvéyewa Oa Tpémet va mpoywpr|coveE
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LE TOVG EMOUEVOVS 0KPOOEKTEG. Q0TOGO OTMG PAETOVE OO TV aVTICTOYN EKOVA, OV £YOVUE KAVEL KO TTOAD
KOAN OOVAELY, Y1OTL TPETEL VO GTTAGOLLLE TN SLAYVOT GE TOAAA LEPT] DGTE VO TETHYOVUE TNV GMGTN TOTOHETN oM
(Ewxéva 18). H toun ot ddyvon omewoviletor pe 600 kabeteg mapdAinieg ypapupués oto onpeio toung. H
Toun| yiveton ot O018yLOMN YO VO TETVYOVUE OPKETH OMOOTOON UETAED avOpolwv datdéewmv. Mepikég Qpopég
etvar amapaitntn n toun av o pmopel va yiver dwopoipaocn petald myov kor amoyoyov. Kabs toun om
duvon yopiler ta tpaviictops Kot dpa omatorder empdvelo. H téleia Abon Bo frav va punv vrapyovv
Kaf06A0V oTaGipaTa.

Ewcova 17.

Ewxova 18.

Xpewalerar va ehattdcovpe 0 péyebog g yowpobémong. E&etalovpe v tomofétnon tov dtaéemv
Y. vo. doOUE av HE TN dopoipacTt TNYNG — amay®yoy Umopel vo a@alpéoel HepKd omd 10 GTOGILATO OTIC
S 0oELS. AV KAVOLUE OVTIKOTOTTPIGUO G TPOS TNV KaTakOpveo tov BV+ kou avtiotorya tov BV- wg V+ B
kot V-B avtictoya, 10t éxovpe por pukpr| Bertioon aAld kot mdAl mopapével and €vo OTAGIHO o€ KAOE
duayvon. Ae pmopovpe va kdvovpe tapanépa Pertioon pe dtopoipacn tnyng-omaywyod (Ewkova 20).

e peyoddTepa KUKA®UOTE 1) O10poipact TNYNG — amoy®yol yivetal TOAAEG OPES LEXPIS OMLEIOL TTOV
0& UTOPOVUE VO AmAOTOMCcOVUE Topanepa. Towg va mpémel va. aAAAEOLIE Ko TN CEPA PE TNV Omoio Ot
drta&elg tvo TomofeTnpéves Yo va TETOYoVE TUKVOTEPT OdTasn. Metd ) dadikacio dwaupoipacng mnyng —
anaywyol Ba mpénel vo tomofeTncovpe TIg SaTAEELS Hog. MTopovpe GLUVOEGOVIE TOVG VITOAOITOVG OKPOOEKTEG,.
Yta ynowokd KokAdpota gtvol tomikd yuo ke tpaviictop tHmov p va vapyet éva tpaviictop tomov n. Kaid
etvat va dtatnpovpe ta {evyn Kovid doTe 01 THAEG TOLS VO KOA®ImBoUV pe Eva pukpd Koppdtt polysilicon.



Ewxova 20.

X1 ocvvéyela tomofeTovpe YpoUUES LETAALOL Kot Kévoupe Tig emapés (Ewdva 21)

Ewxova 21.

Xe auTo T0 TOPAOEY A PEATIOVOVE AKOUO TEPLIGGOTEPO TO GYEAL0 LE TOV VO, TOVUTAPOLLUE TO TPito TpaviicTop
oote M ££0866Tov C va pnv dtauctavpavetal pe to pétairo (Ewkéva 22).

Ewxova 22.

Xe VBPOIKY] HOPON TO YPOUMKO SLAYPOAUL TNG X®OPOBETNONG XPNOLOTOLEL TOPAAANAOYPOLILOL YOl TIG
dwyvoels avti yu ypappés (Ewova 23). "Etot, divel mepiocdtepo v aicOnon tov datdéemv kot tvat Alyo mo
KOVTA oTNV TEMKTN Ywpobeaia.



Ewova 23.
Epyaoieg

Epyaoia 1

YAomomote ™ ywpobesio tov kKukhopotog g Ewévag 24, 660 t0 duvaTtd MO TETPAYOVIGUEVN Ko
BewpdvTog 0Tl Ta pmos £ovV TPITALG10 TAATOG ad To. nmos. Xpnoiponomote teyvoroyioc CMOS 0.12um.

Eiwcova 24.

Epyaocia 2

Ylomomote ™ ywpobesion tov kukAdpaTog TG Ewkovag 25, 660 10 SuvaTd MO TETPAYDOVIGUEVT.

Xpnowonromote teyvoroyio CMOS 0.12um. AdPete vroyn to mAdtog tov ke MOS mov avaypdeeTal, OOTE
VOl T0. VAOTIOMGETE GE aVTIOTOTY0 TANO0G KOUUATUDV.

10



Eiwxova 25.

Epyaoia 3

YAomomote  ywpobecsio Tov kukA®patog g Ewovag 26, 660 10 duvatd MO TETPOYOVIGUEVT.
Xpnowonomote teyvoroyion CMOS 0.12um. Adfete vroyn to TAdtog tov Kabe MOS mov avaypdaestol, OGTE
V0L TO, VAOTIOUCETE GE aVTIoTOL 0 TAN00G KOUUOTIOV.

2 gates 5 gates

Eiwxova 26.
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